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T壬1e body of information
presented

in this paper is directed to englneerS and industrial

managers involved in plannlng for and acquisition of pollution control equlpment for sub-

micron particulate collection from industrial effluent streams. The Ion Scrubber, a new air

pollution control device operating on ne∇1y discovered principles, is described. Collection of

submicron solid and liquid partic山ate and noxious gases at lo∇ energy cost with the 二on

Scrtlbber is demonstrated. The Ion Scrubber characteristics are described in terms of

particle collection capability, physical size, and turn down capability. Detailed theory of

operation, inclnding Image force conection, inertial impaction, particle charging, and packed

beds is discussed. Fractional conection efficiencies are discussed. Technical development

background, puot test programs, and operating commercial installations are used to illustrate

demonstrated conection cbaracte王･istics across a wide range of effluent chemistry and loa-

dings. Details of a specific application by electric company in the co皿ection of SiO2 from

incinerated solvents are given With test results and compliance data. Stack
effluent charac-

teristics are described as related to collection of incineration products of methyltrichlorosilane.
Precollection of ECl is described as are series stacking and other physical details of the

instanation. Conclusions are dravn as to further industrial-commercial applications and the

importance of conection of submicron partic山ate.

ま え が き

当社は米国のシ)I,コ- †杜より燃焼排ガス中の1 FLm以

下の液滴および固体粒子を捕集し,同時に腐食,毒性の強

い有害ガスや悪臭ガスを除去する低エネルギー消費形の大

気汚染防止装置を技術導入し製作を始めたので紹介する｡

この大気汚染防止装置はイオンスクラバーと呼ばれ電気集

塵機とスクラバーの両機能を重ね合わせたものであり,

1
F皿以下の粒子の捕集効率を飛躍的に高めることができ

る｡装置の構成紅ついて従来システムとの違いを第1園に

示す｡

イオンスクラバーに吸引された粒子は静電気的に荷電さ

れて反映誘引力(後述)が付加されるので,極めて捕集の

困難な粒子の除去R:適用できる｡集塵効率はユニットを多

度式にすることによりさらに高めることができる｡

装置のほとんどの部材が樹脂でできているので腐食性ガ

スに強く寿命が長く,かつ,維持管理が極めて容易であ

る.また,モジュー/レユニット方式を採用しているので最

少の仮設工事で短期間に据付が可能となるために,建設費

を安価にすることができる｡

写真1はシl)コン製造工場に設置した処理ガス量25500

†

EP

Conventional system

Scrubber

m8/h のイオンスクラバーの例であり, 1年以上連続稼

動中である｡

1. イオンスクラバーの特長

1. 1粒子の捕集

パイロッ十実験および実装置の性能試験結果によると,

粒子は非常に広い領域のサイズおよび組成紅ついて捕集さ

れることが確認されている｡微粒子(0･05-2 〃m)も粗粒

千(2 FLm以上)とほぼ同じ除去率で捕集され,しかもその

際に粒子の性状(有機または無機,比抵抗の大小) vLは無

関係である｡しかも,粒子の捕集効率は長期間vLわたって

高水準を保つことができる.第2園忙各種集塵機との効率

の比較を示す｡

1. 2 エネルギー

1段式イオンスクラバ-の圧力損失は25-50 mmAqで

ある｡また,粒子を荷電させるのに必要なエネ/レギーは低

Ton Scmbber

第1図 従来システムとイオンスクラバーの装置構成

Fig. 1 System
of conventional methodand Ton Scrubber

写真1 イオンスクラバー

PhotoI Ion S=rubber
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第1表 標準イオンスクラバ-寸法表

Table 1 Specification of standard Ion Scrubber
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第2図 各種集塵機性能比較
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く,処理ガス量1000 m3/h当り0.12-0.24 Ⅰ(VAであ

る.圧力損失は次に示す3つの因子K=より変化する｡

(1)ガス吸収に必要な充填材長さ

(2)充填層通過ガス流速

(3)ガス吸収に必要な循環液量

1. 3 耐蝕性

ケ-ジングを含むはとんどの部材はFRPおよび熱可塑

性樹脂を使用している｡この樹月旨を主体とする構造は,

fICl, EF, C12, NHS, SO2およぴSO3などの酸性ガスお

よびア/レカリ性ガスの存在下において,無腐食状態で運転

を保つことができるo これほイオンスクラバ-のユニ-ク

なメカニズム忙より,装置全体に樹脂材料を使用すること

ができるためである｡もちろん金属材料も荷電部の特定

の電気部材紅用いられるが,排ガスに対し最高の耐食性を

保つものを採用している.従来のS/ステムでは多数の粒子

荷電用導線,集塵板および支持金物など多くの金属部品を

必要とするから,このような広汎な樹脂樹料の採用ほでき

なかった｡

1. 4 ガス吸収

イオンスタラバーR:おける粒子の除去は充填材の表面で

行われる｡また,充填部では水溶性ガスを洗浄水に同時に

吸収させることもできる｡もちろんガスの吸収速度を高め

る目的で薬品を添加することも可能である｡すなわち,粒

子の除去と同時に,有害ガスをスクラバ-部で物理吸収ま

たは化学吸収で除去することができる｡

1. 5 負 荷

イオンスクラバーにおける粒子の除去率は負荷の大きな

変動に対しはとんど影響されない.イオンスクラバー1穀

で集塵が不十分な場合には,イオンスクラバーを2台直列

するが,この第2.段目のイオンスクラバーは第1段とほほ

同じ集塵効率が得られるという樽長をもっている｡例えば

第1段目のイオンスクラバーが90 %の粒子を捕集する場

合,第2最目も残りの90 %を捕集し,総合的VLは99 %

を捕集する結果となる｡

1. 6 分別捕集

微粒子領域における分別捕集は,電気集塵機(EP)の

場合粒子径が小さくなるに伴い著じるしく効率が低下する

が,イオンスクラバ-の場合匠はわずかに低下するにすぎ

ない.この特性ほ微粒子の捕集の場合に非常に重要な要素

である.またこの特性は装置を多摩化する場合に有利とな

る.つまり,第1段R:続く後度のイオンスクラバ-は特定

領域サイズの微粒子を除去の対象とするのではなく,第1

段とほぼ同一の粒径分布領域R:かかる粒子を除去対象とす

ることができるからである｡

1. 7 負荷の低下

イオンスクラバーの集塵効率ほ負荷が100 %から0 %

に低下の場合,同一か若干上昇する.例えば,負荷50 %

における集塵効率は負荷が100 % の場合と同一かあるい

はわずかケこ向上する｡この特長は焼却炉のように負荷が変

動する系vL適用する場合に短めて有利である｡これに反し
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＋

第3図 イオンスクラバー構造図

Fig1. 3 Sectional view of Ion Scrubber

て,高圧ペンチエリースクラバ-は負荷変動忙対して,特

忙負荷が減少する場合にその性能が著じるしく低下する｡

これは,ベンチエリースロ-†を通過するときの圧力損失

を一定に保つことが困難なためである｡ベンチュ1) -スク

ラバ-で一定の効率を保つためFLほ制御装置を取付けなけ

ればならない｡

1. 8 装置寸法

イオンスクラバーは少容量の排ガスから多容量まで広範

囲R:わたって適用が可能である.標準仕様は処理ガス量

25-1 530 m3/hの範囲で基準化されており,その仕様を第

1表に示すが,表以外の寸法のものの製作も可能である｡

2.集 重 厚 理

イオンスクラバーの断面構造を第3匡lに示す｡高電圧イ

オン化部を備え,粒子はスクラバー部に入る前にこれによ

り荷電される｡荷電粒子はスクラバー部を通るとき,充填

材および洗i争液表面に接近する｡ ;粒子は反映誘引力(級

逮)によりこれらの表面に誘引されて付着する｡そして粒

子は洗浄液で洗浄されスクラバーの系外へ排出されるo ま

た有害ガスも同時VL除去されるo粒子は高圧直流電源を用

いたイオン化部で極めて短時間に荷電される｡放電電極か

らのコロナ放電により放出させるイオンは,ガス中の微細

汚染粒子に衝突しその電荷を粒子に与える.このよう忙し

て,ガスがイオン化部を通過するとき,汚染粒子は静電荷

を持つことになるo放電庵はマイナスの極性をもち,ぬれ

壁プレ- I-はプラスの極性をもち接地電極としで働らく.

この壁プレ-トほ米立子の付着を防止するためシこ常時ぬれ壁

を形成している｡従がって,粒子の荷電表面忙抵抗層が形

成されないので,従来の電気集塵機と異なり常に最適な電

気特性が保たれる｡

その後,ガスは直交流スクラバー部に流入し,ガス中の

粒子は荷電粒子の中性表面への衝突または誘引により除去

されるo粒子径が3-5 FLmおよびそれ以上の粒子は慣性

衝突により充填材表面に捕集され,さら忙洗浄液により下

槽へ洗い落される｡

2. 1慣性衝突

慣性衝突むこよる捕集効率はガス中の粒子が衝突を受ける

標的寸法の関数である｡イオンスクラバーに使用している

充填材は,他の充填材と異なりガス中の粒子が衝突を受け

るための標的寸法が小さくなるように設計している｡つま

り,充填材はフィラメン1-状の単体で,そのフィラメント

は細かく,かつ単体は充填個数が多いので,ガス中粒子の

すぐれた衝突の標的となる｡また,この充填材は構造的に

Vo

A
■■一-

-I- -●ーⅩ

B

Db

第4囲 慣性衝突の考え方

Fig. 4 hpingement separation diagram
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第5園 目標効率曲線

Fig. S lmpingement target efficiency chart

多数の水滴を発生することができるようになっており,短

めて効率のよい集塵機とすることができる｡

慣性衝突紅よる;粒子分離の原理は目標効率で説明され

る｡目標効率とはガス流中をある速度で通過するある寸法

と重量をもった粒子がある寸法と形状をもつ充填材フィラ

メントに衝突する割合で表わされるo Langmuir および

Blodgettによれば目標効率は分離数と呼ばれる無次元グ

ループの関数で表わされる｡

Uも･ Vo/g･ Db

ただし, Ut
:粒子の究庵的沈降速度

Ⅴ｡
:標的を通過するガス速度

g :重力の加速度

Db:充填材のフィラメント幅

(孤/sec)

(m/sec)

(9.8 m/sec乏)

(m)

第4囲およぴ第5図は慣性衝突の考え方を示し,分離数

と目標効率の関係を示す｡

分離数は充填材フィラメント幅に逝比例するが,本装置

K:用いられる充填材のフィラメント幅は従来の充填材より

も′J＼さいので分離数は大きくなる｡今,粒子径5 f∠m,ガ

ス速度Ⅴ｡-2.1 m/sec,とすると,

分離数-(0. 003 1)(2. 1)/(9. 8)(0. 002 3)-0. 29

ただし, Ut-0･0031 m/sec (5
FLm粒子の究極的沈

Db-0.0023 m

降速度)

(使用充填材のフィラメ

ン十幅)

第5固より, "1)ボン” (本装置使用充填)の場合ケこ,分

離数0.29 に.対する目標効率はほぼ0.50 となる｡これは

5
FLm粒子の50 % のものが理論的に,単位充填層によ

り捕集されることを意味する｡単位充填層として要求され

る充填材の厚みは,ガス流が一回方向を変えるに要する表

面積をもたせることで,この厚みは本充填材の場合, 75-

100 mmである｡

例えば, 1000個の粒子が負荷となる場合,理論上捕集
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効率は次に求めることができる.

第1目標(評監)
第2

第3

第4

第5

第6

第7

第8

第9

第10

第11

第12

合計

〟

ノグ

〟

ノケ

〟

ノケ

〟

ノグ

ノク

//

ノケ

1 200

1000×0.5

500×0.5

250×0.5

125×0.5

62.5×0.5

31.2×0.5

15.6×0.5

7.8×0.5

3.9×0.5

1.9×0.5

0.9×0.5

0.4×0.5

mm充填厚み

500除去

250 Ji/

125 〃

62.5 ノク

31.2 ク

15.6 ク

7.8 Jiy

3.9 ク

1.9 ク

0.9 ^/

0.4 〃

0.2 ク

除去率(%)-器×100
%-99･94 %

以上から,充填材厚み1.2 m,ガス速度2.1 m/secの

場合, 5
FLmの粒子ほ理論的むこ99 %以上が除去されるこ

ととなる｡

2. 2 反映誘引力

反映誘引力は物理現象で第6国に示すが,反映誘引力作

用(ミラ-イメージ)は, 1ミクロン以下の粒子状物質を

捕捉するの忙働く主な作用で,静電気的紅荷電された物質

が,充填材の中性表面境界ゾーンに近づいてきたときに起

こる｡

すなわち,荷電;組子は中性表面で反対極性の静電気荷電

を誘引させそれに引き寄せられる｡その引きつけ力は荷電

粒子と同じで,荷電粒子がその虚像を見ているがごとく,

その表面後方等臣巨離に見える反対庵性の虚像粒子との間に

存在する場合とほぼ同等である｡

イオンスクラバーVLおいて汚染粒子は充填スクラバ-部

に入る時には負の電荷をもつが,充填材およぴ洗浄液(並

びVLスクラバーの全ての構造)は反映誘引力の条件を作り

出すために電気的に中性に保たれる｡従って電荷をもつ汚

染粒子が充填材エレメント,または水滴の表面に近づく

(多分この場合R=は1 mm以内に)時に三組子がその表面に

向って動くために粒子に生じる慣性および粘性抵抗を克服

するに充分な反映誘引力が生まれる｡その後粒子は洗浄液

vLより下槽ヘ洗い落とされる｡

スクラバ-液は誘電体となる充填材上紅静電荷を形成さ

せないよう接地されたスクラバー循環槽に移されるo この

ために充填材は静電気的に中性の状態に保たれる｡

充填財は粒子がその表面に反映誘引力を発生させるため

一F･-･･････････････････････････････････････_

...@...

ヽ

Chat-ged paI･ticle

ttlmage forceり

attI‾aCtioII

Neutral
surface

lE入′1irrorimagel'

of chaI-ged particle 第6図 反映誘引力

Fig. 6 lmage force

attraction

にその表面に十分接近する確率を高める形状のものでなけ

れはならない｡

この反映誘引カはCo山omb力および空間電荷とは異な

るものである.すなわち従来の電気集塵機に使用されてい

るCoulombカの原理ほ粒子がまず帯電し,つぎに帯電し

た粒子が静電場を通過し,粒子は装置のプv- T VL誘引さ

れる.これは磁界中におかれた電導体の動作VL類似したも

と言える｡(イオンスクラバー,の場合/捕捉ゾーンは静電場
とは異なる｡)空間電荷の理論では帯電した汚染粒子と水滴

はすベて同じ極性の電荷をもつと考える｡それらは空間電

荷を形成し,かつすべてのエレメソtは互いに反発する傾

向を示す.水滴およぴ水滴が捕集される時には空間電荷の

密度は低下する｡

慣性衝突およぴ反映誘引力は汚染粒子の捕集に関連する

最も重要な現象であるが,どの集塵機でもおこる,もう一

つの現象である凝集も∋粒子の捕集を助長する｡充噴材およ

ぴ水滴表面の全てが捕集面を構成するから,イオンスクラ

バーがもっている捕集の総面積は,従来の電気集塵機と比

較して大きく,粒子が捕集面に達する臣巨離が短かい.この

臣巨離ほ充填材表面の境界層内である.これに対して通常の

電気集塵機では粒子が捕集面紅蓮するには50ノ- 150 mm

の臣巨離を浮遊しなけれはならない.

3. 開発およぴパイロットテスト

イオンスクラバ-の原理は徴;粒子領域における充填式ス

クラバーの集塵効率を改善するための方法を探索中に発見

された｡

この発見FLより,低エネ/レギー;A:準での微粒子の捕集が
十分可能であることがわかり,開発チームを編成し実験室

ベースの装置から脱却し実装置化することを計画した｡

処理ガス量 65
m3/min のパイロットプランI-を剣作

し,社内実験を繰り返し実施した｡初期のテストはジオク

テルフグレ-トとケロシンを利用した蒸気凝縮装置により

造り出したミス†を使用して実験した.その後/J＼塑の廃i夜

焼却装置が無機物粒子の除去テスト用として設置された｡

この装置により,顧客により供給される各種廃液の焼却に

より生ずる粒子の捕集に関する除去性能の確認テストが実

施できるようになった.

のちに,処理ガス量 65 m3/min の可搬形パイロット

プラン†を製作し,顧客の施設vLおいて実際の排ガスによ

る実証テス†ができるようになった.例えば次の施設から

の排ガスについて案施有効であることが実証された｡

(1) Soderberg cen を用いる一次アルミニウム還元施

設

(2)天然珪素電気炉

(3)肉処理億煙施設

(4)石油コークス焼成キルン

(5)コーングルテンドライヤ-

(6)下記物質の焼却装置

･塩素化炭化水素

･メチ)t'lll)クロロS/ラン

･シロキS/ンおよびシラン溶剤廃液

･下水汚泥
･ P CB

第7園はジオクチルフグレートおよびケロS,ンを含む混
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第7図 試験結果

Fig. 7 Test reslllt

合ガスに対するパイロッ十テストの結果を示すo サンプ/I,

は磯器の出口から採取した｡まず,イオン化部への給電を

絶ち,つぎに再び電源を投入することR:より,スクラバ-

の集塵能力に対する静電気のもたらす影響を判定すること

ができる｡

採取された試料の出口墳度を粒径O12-9･2 FLmの範囲で

棒グラフに示した.各サイズごとに高電圧ONおよびOFF

時の出口濃度を記入しており,静電気の影響にもとづく集

塵効率の向上が各粒子径ごとに示されている｡

4.実 装 置 例

シ1)コン製造プラントの焼却炉排気中のSiO2粒子を除

去するためにベンチュ1)-スクラバーが設置されることに

なっていた.焼却炉はシラン,各種溶剤,塩酸および水を

含む廃液を焼却するものであり,製作前に確認テストが実

施された｡プランナからの廃液のサンプルが焼却され,か

つ粒径分布が測定された｡これらのテスト結果から主な粒

径は0･05-0･2 f∠mであり,当初予測されていたよりもは

るかに小さいものであることが分かった｡その結果,この

施設に対してはベンチュ1) -スクラバ-採用は見合わすこ

とVL-なった｡すなわちこのタイプの機器では, 1
FLm以下

の粒子の捕集は困難であり,この;粒径分布の粒子KL_対し,

ベンチュリ-スクラバーで効果を出すにほ法外な電力を必

要とし,かつその場合ですらO11 flm以下の粒子を除去す

る能力VLは疑問があるからであったo そこで,パイロッ

T･焼却装置の排ガスについてイオンスクラバ-効果を実

証し,その結果,シリコンプランTに処理ガス量25500

Nm3/hのイオンスクラバーが設置された.これにより極

めて少ない運転費で焼却炉排ガス中から微粒子を除去する

ことが可能となり,現在も順調に稼動中である｡この成功

をきっかけに,さらに大きい第2の焼却装置が同工場R:必

要となり設置されることになった.

711dLICed

draIし

fa一l

第8図 納入例

Fig. 8 Eqiupmerlt schematic

新らしい大型のイオンスクラバ-は処理ガス量38200

Nm3/hで, 1 FLm以下のSiO2を160 kg/也, EClガス

を540 kg/h除去する設計になっている｡その概要を第

8図に示す.

なお排出規制値を満足させるため2段式イオンスクラバ

ーを孝釆用した｡第2顔は第1段と同じものを直列に】妾続さ

れ,処理ガスは第2.殴後方のFRP製の30 m煙突から排

出される｡

2艮式にしたもう一つの理由は,排出ガスが規制値を満

足していても,排出ガス中のO125 F皿以下の粒子が庵端

な光散乱特性をもっているため,これを除去しないと可視

され,これが住民FLとって望ましからぬものであったから

である｡

このシステムのほとんどすべての部材はFRP製で,モ

ジュ-/レユニソトシステムにより設計された.

計画時,排出壊度は規制値を越えない条件であった｡こ

の条件では排出口から煙が可視できることが分かっていた

が,イオンスクラバーが稼動し始めると煙突から煙が可視

できないほどに排気は透明となった｡

この結果,予測されたよりもはるか忙好結果をもたらし

たことが分かった｡つづいで隆能テスT.を実施した結果,

排出濃度は要求された最高許容限界内であり,かつ規制値

内であることも確認された｡

本s/ステムの処理能力の限界を確認するために設計最高

負荷の4倍のSiO2を人為的に発生させて処理をしたとこ

ら,排出濃度は規制値内R:あり,排出ガスの透明度は失わ

れなかった｡また,メチルト1)クロロシランが焼却される

とその約40 %がSiO2に酸化され,普通は不透明な排ガ

スを生じるがイオンスクラバーを通すことにより,不透明

化することなく焼却することができた｡

5.従来システムとの比較例

処理ガス量60000 Nm3/h,入口ダスト濃度3 g/Nm3,

SO2壊度600 mg/Nm3の処理におけるイオンスクラバー

と,電気集塵機,ベンチエリースクラバーおよびバグフィ

ルターの性能比較を第2表に示す｡

更紅,入口ダスト濃度3 g/Nm3,
SO玉 1000 ppmにお

けるイオンスクラバーと従来システムとの運転費の比較を

第9園に示す｡
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;.用 途

エネルギ-消費量の少ない本イオンスクラバ

ーほ広い範囲の用途に通用することができる.
特にこの装置は腐蝕性ガス中に1 FLm 以下の

艶子を含むガスの処理に最大の利点を有する.

L
/皿以下の粒子は蒸発した液体および固体が

疑縮する際K:最も頻繁に出現する｡この現象は

富温処理作業にはつきもので,大抵の場合腐蝕

睦ガスも同時ケこ発生する.イオンスクラバ-の

透用例を示すo

7o ロ セ ス

･石油コ-クス焼成

･事夜体および固体廃

棄物焼却炉

･固形廃棄物焼却炉

･銅,鉛および亜鉛

製錬

･アルミ製錬

･乾燥機(飼料およ

び穀物ミル)

･硫酸塩肥料製造工

程排ガス

･食品およびコ-ヒ

ー製造

･亜鉛メッキライン

･フェロアロイ製造

･紡およびパルプ黒

汚 染 物

SO3ミスT., SO皇,炭素

2OO COO

岩10DOOO
､■ヽ

≡ 5O附0
)く

;也

8 28000

ヒu】

.≡

喜10000
i:ち

第9園

Fig. 9
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粒子,煙,無機ヒュ-ム

EClミス7･, SiO2ヒューム, SO3ミ

イオンスクラバ-と従来システムの運転費

a)mparison of 二on Scrabberwithconventional type of collectors in

operating cost

ス11,有機ミスT･,磨,無機ヒュー

ム

HClガス,壁,有機ミスT.,臭気ガ

ス,無機ヒューム

ダスト 無磯ヒュ-ム, SO3ミスト

煙,Al2C13,ヒュ-ム, HCl,ダス

T･, SO皇, SOS, ⅡF,炭素粒子,

A1208ヒューム,弗化物ヒュr-ム

ダスt.,蒸気,痩,臭気ガス

EFガス,弟化物ヒュ-ム,非弗化

物ヒュ-ム,P205ヒュ-ム,ダスト

ダスT･,煙,臭気ガス,ア)I,デヒド

有機酸ミス†, No∑

NE4Clヒュ-ム, ZnOヒュ-ム,

気化オイル

SiO2ヒューム,無機ヒューム,顔

素粒子

Na2SO4およびNa2SO3ヒューム

液回収炉

T.結 論

1
FLm以下の粒子は広い分野で大気に放出されており,

環境K:及ぼす影響は近年深刻な問題FLなってきている｡米

割こおいてはtt煙突の排気は目で見て透明である''ところ

まで規制すべきであると考えられている｡

従来システムでこの規制に対応するためFL_は次に示す制

約条件がつきまとっている.

(1)使用限界がある｡

(2)性能の信頼性が乏しい｡

(3)維持管理費が高い｡

(4)運転コス†が高い｡ (例,ベンチュリースクラバー)

当社が導入したイオンスクラバ-は,これらの条件に制

約されることなく,大気汚染防止に適用が可能で,次のよ

うな特長をもっている｡

(1) 1
iLm以下のあらゆる種類の粒子をほほ等しい効率

で捕集する｡

第2表 イオンスクラバーと各種集塵機の性能比戟

Table 2 Comparison
of

Ion ScnlbberwithcorlVentional type of

collectors in performance

駄bb｡,1EP 一望Fbrei,IBagfilter

Con° ition

Gas flow rate 60 000 Nm8/hr

hlet dllSt COnCentration 3
g/Nm8

Inlet SO皇 COnCentration 600 mgmm8

Outlet dust concentra-

tion (mg/Nm8 )

Outlet SO皇 COnCentra-

tion (mg/Nm 8 )

Presstユre drop (mmAq)

Power (kW)

10

5

30

50

10

600

30

80

00

00

00

00

50

600

200

120

(2)固体および液体粒子を取り･.除き,同時に有害ガスを

吸収することができる｡

(3)除去される粒子の割合は負荷R:よってほとんど変化

しない｡

(4)集塵効率は負荷が100 %から 0 %に低下しても

ー定である.

(5)消費エネルギーが少ない｡ (1000 m3/b当り 0.12

-0.24 KVA)

(6)運転時の圧力損失が少ない｡ (1顔当り50 mlnAq

以下)

(7)主要部分忙プラスチック材を使用しているので腐蝕

性雰囲気でも適用できる｡

(8)寿命が長く,かつ維持管理を必要とする個所が少な

い｡

(9)モジュラ-ユニットシステムを採用しているので,

現場での設置が簡単で経済的である｡

(10)コンパクトでスペ-スの節約が可能である.

む す ぴ

以上,新製品イオンスクラバーの特長,集塵原理,パイ

ロッT.テスT,実装置例,従来システムとの比較例および

用途について述べたが,今後は米国での実続のない分野に

対して,現地へパイロッ†プランナを持ち込み実装置設計

のためのデータ採取を図っていく予定である.
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